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Традиционная технология обработки элементов приборов из изотропных оптических матери-
алов предусматривает обработку последовательно связанным, а затем свободным абразивом – 
химикомеханическое полирование в среде полировальной суспензии. К основным недостаткам 
такой технологии относятся: возникновение поврежденного слоя обработанной поверхности; 
шаржирование обработанной поверхности абразивными частицами; низкая производительность 
процесса полирования оптических поверхностей. Для изменения технологии, сокращения или 
исключения операций полирования, травления и ионно-лучевой обработки предлагается исполь-
зовать алмазное шлифование на сверхточных станках [1, 2]. Однако для алмазного шлифования 
остается открытым вопрос о возможности достижения предельных требований по качеству об-
работки.  

Основными недостатками типового техпроцесса изготовления таких оптических поверхно-
стей как подложек диэлектрических зеркал, основанных в том числе на использовании совре-
менных электрохимических и электрофизических методов обработки материалов, являются вы-
сокая трудоемкость (более 12 часов) и наличие трещиноватого слоя обработанной поверхности 
глубиной 500 нм и более.  

В рамках проведенных исследований был проведен сравнительный анализ результатов при-
менения различных методов обработки оптических материалов, акцент был сделан на поликри-
сталлических материалах с очень мелкими равномерно распределенными по объему кристал-
лами, которые соединены прослойками остаточного стекла, были рассмотрены различные спо-
собы повышения качества обработки путем правки инструмента, в том числе с применением 
электроэрозионной и абразивно-жидкостной с применением ультразвука [3, 4].  

На основании проведенного анализа было установлено, что механическая правка алмазных 
кругов, применяемых для шлифования труднообрабатываемых материалов в оптическом прибо-
ростроении, не дает возможности получить такие показатели использования шлифовальных кру-
гов после правки, при которых бы обеспечивалась необходимая точность и производительность 
обработки. Также установлено, что наиболее перспективным является использование более эко-
номичной электроэрозионной правки.  

В [2] обосновано, что качественные изменения процесса обработки оптических поверхностей 
элементов приборов возникают при переходе от хрупкого разрушения к пластичному деформи-
рованию материала при взаимодействии с алмазным зерном, при этом нормальная сила, действу-
ющая на режущий выступ алмазного зерна, не должна превышать для ситалла 19 мН. Подтвер-
ждено, что пластичное деформирование материала обеспечивает минимальную шероховатость 
поверхности и глубину трещиноватого слоя. Для получения глубины трещиноватого слоя не бо-
лее 50 нм и шероховатости поверхности не более Ra 10 нм, размер алмазного зерна не должен 
превышать 5 мкм. Кроме того, важным фактором, влияющим на качество получаемой поверхно-
сти, является сохранение формы и отсутствие износа инструмента, решаемое проведенной во-
время правкой. 
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